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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を発する発光部と、前記発光部に対向するように設けられ、前記発光部から受け取る
光の量を検出する受光部と、流路を開閉する弁体とを備え、前記弁体または前記弁体に固
定された遮光部が、前記流路の開閉に伴って前記発光部と前記受光部との間を横切る方向
に移動し、前記受光部が前記発光部から受け取る光の量を前記弁体の位置に応じて変化さ
せ、前記受光部が受け取る光の量に基づいて前記弁体の位置を検出する、流体制御弁を用
いた流体制御弁の制御方法であって、
　前記発光部を発光させ前記受光部が受け取る光の量に基づいて前記弁体の位置を検出す
る第１ステップと、
　前記第１ステップの後に前記発光部への電力供給を切断する第２ステップと、
　前記第２ステップの後に前記弁体に接続されたアクチュエータへの電力供給を開始して
前記弁体を駆動する第３ステップと、
　前記第３ステップの後に前記アクチュエータへの電力供給を切断する第４ステップと、
　前記第４ステップの後に前記発光部を発光させ前記受光部が受け取る光の量に基づいて
前記弁体の位置を検出する第５ステップと、を有する、流体制御弁の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、流体制御弁に関する。より詳しくは、弁体の位置を検出可能な流体制御弁に
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関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、流体制御弁を開示する。同流体制御弁は、コイルを有するステータと、
コイルへの通電による励磁により回転するロータと、ロータの回転軸と、ステータとロー
タの間に設けられた隔壁と、ロータの回転位置検出手段と、ロータの回転軸に係止されロ
ータの回転を直動に変換する変換手段と、変換手段に係止され流路を開閉する弁体と、弁
体の位置検出手段とを備えている。弁体の位置検出手段としては、磁気検出手段を用いた
構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１４１０９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、従来にない方法で弁体の位置を検出可能な流体制御弁を提供することを課題
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　弁体の位置検出手段として、磁気検出手段を用いる従来の構成は、弁の設けられる流路
やその周辺の装置構成などによっては利用できない場合があった。このため、本発明者ら
は、従来にない方法で弁体の位置を検出可能な流体制御弁を提供すべく、鋭意検討を行っ
た。
【０００６】
　その結果本発明者らは、発光部と、これが発する光を受光する受光部とを備える流体制
御弁とし、弁体の移動に伴って発光部から受光部に届く光が遮光される程度を異ならせる
ことにより、弁体の位置を検出することができることに気づいた。
【０００７】
　すなわち本発明の流体制御弁は、光を発する発光部と、前記発光部に対向するように設
けられ、前記発光部から受け取る光の量を検出する受光部と、流路を開閉する弁体とを備
え、前記弁体または前記弁体に固定された遮光部が、前記流路の開閉に伴って前記発光部
と前記受光部との間を横切る方向に移動し、前記受光部が前記発光部から受け取る光の量
を前記弁体の位置に応じて変化させ、前記受光部が受け取る光の量に基づいて前記弁体の
位置を検出する。
【０００８】
　かかる構成では、従来にない方法で弁体の位置を検出可能な流体制御弁を提供すること
ができる。
【０００９】
　また本発明の流体制御弁の制御方法は、上記流体制御弁を用いた流体制御弁の制御方法
であって、前記発光部を発光させ前記受光部が受け取る光の量に基づいて前記弁体の位置
を検出する第１ステップと、前記第１ステップの後に前記発光部への電力供給を切断する
第２ステップと、前記第２ステップの後に前記弁体に接続されたアクチュエータへの電力
供給を開始して前記弁体を駆動する第３ステップと、前記第３ステップの後に前記アクチ
ュエータへの電力供給を切断する第４ステップと、前記第４ステップの後に前記発光部を
発光させ前記受光部が受け取る光の量に基づいて前記弁体の位置を検出する第５ステップ
と、を有する。
【００１０】
　かかる構成では、さらに弁の制御に伴う電力消費を低減できる。
【００１１】
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　上記流体制御弁において、前記弁体が、前記弁体の移動する方向に沿って突出するよう
に形成された前記遮光部を備え、前記遮光部が、前記流路の開閉に伴って前記発光部と前
記受光部との間を移動し、前記受光部が前記発光部から受け取る光の量を前記弁体の位置
に応じて変化させ、前記受光部が受け取る光の量に基づいて前記弁体の位置を検出しても
よい。
【００１２】
　上記流体制御弁の制御方法は、さらに、前記弁体に接続されたステップモータに対して
流路を閉止するためのパルスを送り前記弁体を駆動する第５ステップと、前記第５ステッ
プの後に前記受光部が受け取る光の量に基づいて前記弁体の位置を検出する第６ステップ
と、前記第６ステップで検出された前記弁体の位置が、流路が閉止されている位置である
か否かを判定する第７ステップと、前記第７ステップの判定結果がＮｏの場合に、前記ス
テップモータに対して、再度流路を閉止するためのパルスを送り前記弁体を駆動する第８
ステップと、を有してもよい。
【００１３】
　上記流体制御弁の制御方法は、さらに、前記弁体に接続されたステップモータに対して
流路を閉止するためのパルスを送り前記弁体を駆動する第５ステップと、前記第５ステッ
プの後に前記受光部が受け取る光の量に基づいて前記弁体の位置を検出する第６ステップ
と、前記第６ステップで検出された前記弁体の位置が、流路が閉止されている位置である
か否かを判定する第７ステップと、前記第７ステップの判定結果がＮｏの場合に、前記ス
テップモータに対して、前記パルスよりもパルスの周波数を下げて再度流路を閉止するた
めのパルスを送り前記弁体を駆動する第９ステップと、を有してもよい。
【００１４】
　上記流体制御弁において、前記遮光部が前記弁体の移動する方向に沿って細くなるテー
パ形状を有することにより、前記受光部が前記発光部から受け取る光の量が前記弁体の位
置に応じて連続的に変化させることで、前記受光部が受け取る光の量に基づいて前記弁体
の位置を全開から全閉まで連続的に検出してもよい。
【００１５】
　上記流体制御弁において、前記遮光部が前記弁体の移動する方向に沿って並ぶ複数の穴
を有することにより、前記受光部が前記発光部から受け取る光の量が極大値および極小値
を交互に取り、前記受光部が受け取る光の量に基づいて前記弁体の位置を全開から全閉ま
で連続的に検出してもよい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の流体制御弁によれば、従来にない方法で弁体の位置を検出可能であるという効
果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、第１実施形態の実施例にかかる流体制御弁の概略構成の一例を示す図で
あり、図１（ａ）は開状態を示す図、図１（ｂ）は閉状態を示す図である。
【図２】図２は、第１実施形態の実施例にかかる流体制御弁を流路の軸方向から見た平面
図である。
【図３】図３は、第１実施形態の第１変形例にかかる流体制御弁の概略構成の一例を示す
図であり、図３（ａ）は開状態を示す図、図３（ｂ）は閉状態を示す図である。
【図４】図４は、第１実施形態の第２変形例にかかる流体制御弁の概略構成の一例を示す
図であり、図４（ａ）は開状態を示す図、図４（ｂ）は閉状態を示す図である。
【図５】図５（ａ）は、第１実施形態の第３変形例にかかる流体制御弁が備える遮光部の
概略構成の一例を示す図であり、図５（ｂ）は、第１実施形態の第４変形例にかかる流体
制御弁が備える遮光部の概略構成の一例を示す図である。
【図６】図６は、第２実施形態にかかる流体制御弁の制御方法の一例を示すフローチャー
トである。
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【図７】図７は、第３実施形態にかかる流体制御弁の制御方法の一例を示すフローチャー
トである。
【図８】図８は、第３実施形態の変形例にかかる流体制御弁の制御方法の一例を示すフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　（第１実施形態）
　［装置構成］
　図１は、第１実施形態の実施例にかかる流体制御弁の概略構成の一例を示す図であり、
図１（ａ）は開状態を示す図、図１（ｂ）は閉状態を示す図である。図２は、第１実施形
態の実施例にかかる流体制御弁を流路の軸方向から見た平面図である。以下、図１および
図２を参照しつつ、第１実施形態の流体制御弁について説明する。
【００１９】
　なお、符号は本実施形態とその実施例との対応関係をあくまで例示するために付したに
過ぎず、本実施形態の流体制御弁の構成が図１に限定されるものではない。以下、他の実
施形態においても同様である。
【００２０】
　図１に例示するように、第１実施形態の流体制御弁は、光を発する発光部２２と、発光
部２２に対向するように設けられ、発光部２２から受け取る光の量を検出する受光部２４
と、流路２０を開閉する弁体１０とを備え、弁体１０または弁体１０に固定された遮光部
１２が、流路２０の開閉に伴って発光部２２と受光部２４との間を横切る方向に移動し、
受光部２４が発光部２２から受け取る光の量を弁体１０の位置に応じて変化させ、受光部
２４が受け取る光の量に基づいて弁体１０の位置を検出する。
【００２１】
　かかる構成では、従来にない方法で弁体の位置を検出可能な流体制御弁を提供すること
ができる。
【００２２】
　弁体１０は、流路２０を開閉できるものであれば任意の形状とすることができる。材料
も、流体弁に用いられる材料であれば適宜に採用できる。
【００２３】
　遮光部１２は省略してもよい（第１変形例を参照）。
【００２４】
　発光部２２は、例えば発光ダイオードや半導体レーザなどの発光素子を用いることがで
きる。受光部２４は、例えばフォトレジスタ、光ダイオード、光電管などの光センサを用
いることができる。発光部２２および受光部２４は、市販のフォトインタラプタを利用し
てもよい（第２変形例を参照）
　図１（ａ）に例示する開状態においては、発光部２２から発せられた光が、遮光部１２
あるいは弁体１０に遮られることなく、受光部２４に到達する。一方、図１（ｂ）に例示
する閉状態においては、発光部２２から発せられた光が、遮光部１２に遮られ、受光部２
４に到達しない。流体制御弁は、かかる遮光量の違い（受光部２４が受け取る光の量の違
い）によって、弁体１０の位置を検出することができる。なお、閉状態において光の全部
が遮断される必要はなく、一部が通過してもよい。あるいは、例えば、遮光部１２や弁体
１０の形状を調整した上で、開状態において光が遮断され、閉状態において光が遮断され
ない構成としてもよい。いずれにせよ、弁体１０の位置の違いによって弁体１０あるいは
遮光部１２による遮光の割合が変化するように構成されることが好ましい。必ずしも弁の
全開と全閉とを検出するのではなく、その中間的な状態を検出することとしてもよい（例
えば、第３変形例および第４変形例を参照）。
【００２５】
　受光部２４が検出した光の量に関する情報は、何らかの制御器に送られて処理されるが
、該処理を行う主体は特に限定されない。例えば、図１（ａ）に例示されるように弁体１
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０のアクチュエータ１６を制御する制御器５０が設けられる場合には、制御器５０がかか
る情報の処理を行う機能を兼ね備えていてもよい。あるいは、制御器５０とは別個に、弁
体１０の位置を検出するための制御器（位置検出制御器）が設けられていてもよい。
【００２６】
　発光部２２に電力を供給して発光部２２を発光させ、あるいは発光部２２への電力供給
を切断して発光部２２の発光を停止させる制御が行われてもよい。かかる制御も、例えば
、図１（ａ）に例示されるように弁体１０のアクチュエータ１６を制御する制御器５０が
設けられる場合には、制御器５０により行なわれてもよい。あるいは、制御器５０とは別
個に、発光部２２の制御を行なうための制御器（発光制御器）が設けられていてもよい。
【００２７】
　図１（ａ）に例示されるように弁体１０のアクチュエータ１６を制御する制御器５０が
設けられる場合において、制御器５０と位置検出制御器と発光制御器とは、任意の組合せ
で、共通する単一の制御器であってもよい。制御器は、流体制御弁とは別個に設けられて
もよい。制御器は、例えば１個のＣＰＵを備えた集中制御型の制御器であってもよいし、
複数のＣＰＵを備えた分散制御型の制御器であってもよい。本実施形態の流体制御弁は、
受光部２４が受け取る光の量に基づいて弁体１０の位置を検出可能に構成されていてもよ
く、流体制御弁は必ずしも制御器を備えていなくてもよい。
【００２８】
　弁体１０を駆動する方法は、どのようなものであってもよい。図１（ａ）に例示される
アクチュエータ１６と弁体１０とを接続する駆動軸１４も、必須ではない。
【００２９】
　図１では流路の屈曲部に流体制御弁が設けられているが、例えば直線状の流路の途中な
どに流体制御弁が設けられてもよい。
【００３０】
　［実施例］
　以下、図１および図２を参照しつつ、第１実施形態の実施例にかかる流体制御弁１００
の具体的構成について詳細に説明する。
【００３１】
　流体制御弁１００は、流路２０が屈曲する部分に設けられている。流路２０の内部には
、図１（ａ）において白い矢印の方向に、流体（好適にはガス）が通流する。
【００３２】
　流体制御弁１００は、流路に面する中央部分に膨出する凸部を有する弁体１０と、該凸
部から流路に向かって突出するようにして弁体１０に固定された遮光部１２と、弁体１０
を保持して弁体１０を駆動する駆動軸１４と、駆動軸１４に結合されたアクチュエータ１
６と、アクチュエータ１６に電気的に接続された制御器５０とを備えている。弁体１０の
下流側にある流路２０の内壁には、互いに対向するように、かつ両者を結ぶ直線が流路２
０の中心軸を通るように、発光部２２と受光部２４とが設けられている。本実施例では、
制御器５０が発光部２２および受光部２４にも接続され、発光部２２の発光の制御および
受光部２４の受光量に基づく弁体１０の位置検出が制御器５０により実行される。
【００３３】
　図２に示すように、流路２０の軸方向に垂直な平面で切った断面の形状は円形である。
遮光部１２の形状は、発光部２２と受光部２４とを結ぶ直線の方向の厚みが、該直線に垂
直な幅よりも短くなっている。かかる構成により、遮光部１２による遮光を確実に行いつ
つ、流体の流れに対する遮光部１２の抵抗を小さくすることができる。
【００３４】
　図１および図２に示すように、弁体１０の下流側には、流路２０の内径が狭くなるよう
に段差が形成されており、弁体１０の直径は、狭い方の流路２０の直径よりも大きくなっ
ている。該段差に弁体１０の周縁部が当接することで、弁が閉止される。
【００３５】
　アクチュエータ１６は制御器５０によってデジタル制御されるステッピングモータであ



(6) JP 5771773 B2 2015.9.2

10

20

30

40

50

る。駆動軸１４はボールネジとなっており、駆動軸１４が流路２０を貫通する部分に、ネ
ジ溝が形成されている。かかる構成により、制御器５０の制御に基づいてアクチュエータ
１６が時計回りあるいは反時計回りに回転すると、回転の方向と量に応じて、駆動軸１４
および弁体１０が図１の左右方向に前進あるいは後退する。
【００３６】
　発光部２２および受光部２４と遮光部１２との位置関係は、弁体１０が流路２０を完全
に開放した状態（全開状態：図１（ａ））において発光部２２からの光が遮光部１２によ
り一切遮光されることなしに受光部２４に届くように、かつ、弁体１０が流路２０を完全
に閉止した状態（全閉状態：図１（ｂ））において発光部２２からの光が遮光部１２によ
り完全に遮光されて受光部２４に届かなくなるように、設定されている。
【００３７】
　かかる構成によれば、発光部２２から受光部２４に届く光量が最大値になっていれば、
弁体１０が流路２０を完全に開放する位置（図１（ａ）における弁体１０の位置）にある
と判定できる。逆に、発光部２２から受光部２４に届く光量がゼロになっていれば、弁体
１０が流路２０を完全に閉じる位置（図１（ｂ）における弁体１０の位置）にあると判定
できる。流体制御弁１００は、かかる態様により弁体の位置を検出できる。
【００３８】
　弁体１０の位置検出の結果は、実施形態２や実施形態３のように、アクチュエータ１６
の制御に利用されてもよいし、アクチュエータ１６の制御とは無関係に、別個の出力手段
により出力されて、使用者により確認されてもよい。即ち、位置検出結果がどのように利
用されるかは特に限定されない。
【００３９】
　［第１変形例］
　図３は、第１実施形態の第１変形例にかかる流体制御弁の概略構成の一例を示す図であ
り、図３（ａ）は開状態を示す図、図３（ｂ）は閉状態を示す図である。
【００４０】
　第１変形例にかかる流体制御弁２００は、遮光部１２を省略し、弁体１０が流路２０を
閉塞する部分のすぐ下流に発光部２２および受光部２４を移動させた点を除けば、流体制
御弁１００と同様の構成を有する。よって、流体制御弁１００と流体制御弁２００との間
で共通する構成要素については、同一の符号および名称を付して詳細な説明を省略する。
【００４１】
　流体制御弁２００では、遮光部１２ではなく弁体１０そのものが全閉状態において発光
部２２から受光部２４に届く光を遮断する。
【００４２】
　発光部２２および受光部２４と弁体１０との位置関係は、弁体１０が流路２０を完全に
開放した状態（全開状態：図３（ａ））において発光部２２からの光が弁体１０の中央に
設けられた凸部により一切遮光されることなしに受光部２４に届くように、かつ、弁体１
０が流路２０を完全に閉止した状態（全閉状態：図３（ｂ））において発光部２２からの
光が該凸部により完全に遮光されて受光部２４に届かなくなるように、設定されている。
【００４３】
　かかる構成によれば、発光部２２から受光部２４に届く光量が最大値になっていれば、
弁体１０が流路２０を完全に開放する位置（図３（ａ）における弁体１０の位置）にある
と判定できる。逆に、発光部２２から受光部２４に届く光量がゼロになっていれば、弁体
１０が流路２０を完全に閉じる位置（図３（ｂ）における弁体１０の位置）にあると判定
できる。流体制御弁２００は、かかる態様により弁体の位置を検出できる。
【００４４】
　第１変形例においても、上述したような変形や、実施例と同様の制御方法が採用可能で
ある。
【００４５】
　［第２変形例］
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　図４は、第１実施形態の第２変形例にかかる流体制御弁の概略構成の一例を示す図であ
り、図４（ａ）は開状態を示す図、図４（ｂ）は閉状態を示す図である。
【００４６】
　第２変形例にかかる流体制御弁３００は、発光部２２および受光部２４を汎用品である
フォトインタラプタ２１に置換した点を除けば、流体制御弁１００と同様の構成を有する
。よって、流体制御弁１００と流体制御弁３００との間で共通する構成要素については、
同一の符号および名称を付して詳細な説明を省略する。
【００４７】
　フォトインタラプタ２１は、例えば、一般に市販されているフォトインタラプタを利用
できる。フォトインタラプタ２１は発光部２２Ａおよび受光部２４Ａを備えている。発光
部２２Ａおよび受光部２４Ａの機能は、それぞれ発光部２２および受光部２４と同様であ
るので詳細な説明を省略する。
【００４８】
　発光部２２Ａおよび受光部２４Ａと遮光部１２との位置関係は、弁体１０が流路２０を
完全に開放した状態（全開状態：図４（ａ））において発光部２２Ａからの光が遮光部１
２により一切遮光されることなしに受光部２４Ａに届くように、かつ、弁体１０が流路２
０を完全に閉止した状態（全閉状態：図４（ｂ））において発光部２２Ａからの光が遮光
部１２により完全に遮光されて受光部２４Ａに届かなくなるように、設定されている。
【００４９】
　流体制御弁３００の動作についても、発光部２２および受光部２４を発光部２２Ａおよ
び受光部２４Ａと置き換えれば、実施例における動作をそのまま適用可能であるので、詳
細な説明を省略できる。
【００５０】
　第２変形例では、実施例と同様の効果が得られる。さらに、第２変形例では、発光部２
２および受光部２４の代わりに、汎用品のフォトインタラプタを利用できるため、製造コ
ストを低減できる。
【００５１】
　第２変形例においても、上述したような変形や、実施例と同様の制御方法が採用可能で
ある。第２変形例と第１変形例とを組み合わせてもよい。
【００５２】
　［第３変形例および第４変形例］
　図５（ａ）は、第１実施形態の第３変形例にかかる流体制御弁が備える遮光部の概略構
成の一例を示す図であり、図５（ｂ）は、第１実施形態の第４変形例にかかる流体制御弁
が備える遮光部の概略構成の一例を示す図である。
【００５３】
　第３変形例にかかる流体制御弁は、遮光部１２が、形状の異なる遮光部１２Ａに置換さ
れている点を除けば、実施例の流体制御弁１００と同様の構成を有する。よって、第３変
形例にかかる流体制御弁と流体制御弁１００との間で共通する構成要素については、同一
の符号および名称を付して詳細な説明を省略する。
【００５４】
　第３変形例の流体制御弁は、遮光部１２Ａが、弁体１０の移動する方向に沿って細くな
るテーパ形状を有することにより、受光部２４が発光部２２から受け取る光の量を弁体１
０の位置に応じて連続的に変化させることで、受光部２４が受け取る光の量に基づいて弁
体１０の位置を全開から全閉まで連続的に検出することができるように構成されている。
【００５５】
　ここで、連続的とは、全開状態と全閉状態の２つの状態のみならず、中間的な状態をも
検出することを言い、中間的な状態は、アナログ的な連続性を持って検出されてもよいし
、デジタル的に、すなわちステップ状に（段階的に）検出されてもよい。ただし、デジタ
ル的に、すなわちステップ状に（段階的に）検出されることが、デジタル制御との親和性
という観点からは好ましい。第４変形例においても同様である。
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【００５６】
　図５（ａ）に例示するように、遮光部１２Ａは、流路の下流に向かって細くなるテーパ
形状を有する。図中、破線で示す円ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆは、発光部２２側から見た受
光部２４の受光面の位置および範囲を指す。全開状態では弁体１０に対し、受光部２４が
ａで示す円の位置にある。よって、受光部２４の受光量は最大値（１００％）となる。弁
体１０が前進して、流路２０が閉じられるに従い、弁体１０に対する受光部２４の位置は
、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆと変化する。それぞれの位置に応じて、受光部２４の受光量は、例
えば、８０％、６０％、４０％、１０％、０％と変化する。よって、受光部２４の受光量
に基づいて、弁体１０の位置を連続的に検出することができる。該検出を行う主体は、制
御器５０であってもよいし、別個に設けられた制御器であってもよい。
【００５７】
　第３変形例においても、上述したような変形や、実施例と同様の制御方法が採用可能で
ある。第３変形例と第２変形例とを組み合わせてもよい。
【００５８】
　第４変形例にかかる流体制御弁は、遮光部１２が、形状の異なる遮光部１２Ｂに置換さ
れている点を除けば、実施例の流体制御弁１００と同様の構成を有する。よって、第４変
形例にかかる流体制御弁と流体制御弁１００との間で共通する構成要素については、同一
の符号および名称を付して詳細な説明を省略する。
【００５９】
　第４変形例の流体制御弁は、遮光部１２Ｂが、弁体１０の移動する方向に沿って並ぶ複
数の穴１１、１３、１５を有することにより、受光部２４が発光部２２から受け取る光の
量が極大値および極小値を交互に取り、受光部２４が受け取る光の量に基づいて弁体１０
の位置を全開から全閉まで連続的に検出することができるように構成されている。
【００６０】
　図５（ｂ）に例示するように、遮光部１２Ｂは、遮光部１２と同様の外形を有するもの
の、発光部２２と受光部２４とを結ぶ直線の方向に遮光部を貫通するように、３個の穴１
１、１３、１５が形成されている。図中、破線で示す円ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆは、発光
部２２側から見た受光部２４の受光面の位置および範囲を指す。全開状態では弁体１０に
対し、受光部２４がａで示す円の位置にある。よって、受光部２４の受光量は最大値（１
００％）となる。弁体１０が前進して、流路２０が閉じられるに従い、弁体１０に対する
受光部２４の位置は、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆと変化する。それぞれの位置に応じて、受光部
２４の受光量は、例えば、８０％（極大値）、０％（極小値）、８０％（極大値）、０％
（極小値）、８０％（極大値）と変化する。よって、パルス状に変化する受光部２４の受
光量に基づいて、光の量の増減する回数をカウントすることで、弁体１０の位置を連続的
に検出することができる。該検出を行う主体は、制御器５０であってもよいし、別個に設
けられた制御器であってもよい。なお、それぞれの極大値や極小値は、互いに異なってい
てもよい。
【００６１】
　第４変形例においても、上述したような変形や、実施例と同様の制御方法が採用可能で
ある。第４変形例と第２変形例とを組み合わせてもよい。
【００６２】
　（第２実施形態）
　第２実施形態にかかる流体制御弁の制御方法は、第１実施形態およびその実施例や変形
例で述べたいずれの装置構成においても実行することが可能である。よって、第２実施形
態における流体制御弁の構成については詳細な説明を省略する。以下、便宜上、流体制御
弁の構成が第１実施形態の実施例と同様である場合を例として説明する（第３実施形態お
よびその変形例においても同様）。
【００６３】
　図６は、第２実施形態にかかる流体制御弁の制御方法の一例を示すフローチャートであ
る。フローチャートに示す動作は、例えば、制御器５０によって実行されるが、制御器５
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０とは別個に設けられた制御器によって実行されてもよいし、該制御器と制御器５０とが
協力することで実行されてもよい（第３実施形態およびその変形例においても同様）。
【００６４】
　図６に示すように、第２実施形態にかかる流体制御弁の制御方法において、弁体１０を
駆動するプログラムの実行が開始されると（スタート）、まず発光部２２への電力供給が
開始されて発光部２２が発光され、受光部２４の受光量に基づいて、弁体１０の位置が検
出される（ステップＳ１０１）。
【００６５】
　次に、発光部２２への電力供給が切断され（ステップＳ１０２）、アクチュエータ１６
への電力供給が開始されて弁体１０が駆動される（ステップＳ１０３）。
【００６６】
　次に、アクチュエータ１６への電力供給が切断され、（ステップＳ１０４）、発光部２
２への電力供給が開始されて発光部２２が発光され、受光部２４の受光量に基づいて、弁
体１０の位置が検出される（ステップＳ１０５）。これにより、弁体１０の駆動が完了す
る（エンド）。
【００６７】
　例えば、閉止状態にある流体制御弁を開放状態とするとき、ステップＳ１０１で弁が閉
止状態にあることが確認される。その後、ステップＳ１０３で弁体１０が駆動され、最後
にステップＳ１０５で弁体１０が所望の位置に移動しているかが確認される。
【００６８】
　かかる構成によれば、弁体を確実に所望の位置に移動させることができる。さらに、発
光部２２およびアクチュエータ１６への不必要な電力供給が行われず、電力消費も低減で
きる。なお、ステップＳ１０１において発光部２２の発光が開始される必要は必ずしもな
く、ステップＳ１０１の段階ですでに発光部２２の発光が行われていてもよい。
【００６９】
　（第３実施形態）
　図７は、第３実施形態にかかる流体制御弁の制御方法の一例を示すフローチャートであ
る。図７に示すように、第３実施形態にかかる流体制御弁の制御方法において、流体制御
弁を閉止するプログラムの実行が開始されると（スタート）、まず弁体１０を閉止位置（
例えば、図１（ｂ）における弁体１０の位置）に移動させるためのパルス信号（閉止パル
ス）が制御器５０からアクチュエータ１６へと出力される（ステップＳ２０１）。これに
より、弁体１０が駆動される。
【００７０】
　次に、受光部２４の受光量に基づいて、弁体１０の位置が検出される（ステップＳ２０
２）。検出結果に基づいて、弁体１０の位置が閉止位置にあるか否かが判定される（ステ
ップＳ２０３）。判定結果がＹＥＳの場合には、流体制御弁の閉止が終了する（エンド）
。
【００７１】
　一方、判定結果がＮＯの場合には、再度閉止パルスが出力され（ステップＳ２０４）、
弁体１０が駆動される。その後、ステップＳ２０２に戻って再び弁体１０の位置が検出さ
れる。
【００７２】
　かかる構成によれば、流体制御弁を確実に閉止することができる。
【００７３】
　第３実施形態の流体制御弁の制御方法を、第２実施形態の流体制御弁の制御方法と組み
合わせて実行してもよい。
【００７４】
　［変形例］
　図８は、第３実施形態の変形例にかかる流体制御弁の制御方法の一例を示すフローチャ
ートである。図８に示すように、第３実施形態の変形例にかかる流体制御弁の制御方法に
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おいて、流体制御弁を閉止するプログラムの実行が開始されると（スタート）、まず弁体
１０を閉止位置（例えば、図１（ｂ）における弁体１０の位置）に移動させるためのパル
ス信号（閉止パルス）が制御器５０からアクチュエータ１６へと出力される（ステップＳ
３０１）。これにより、弁体１０が駆動される。
【００７５】
　次に、受光部２４の受光量に基づいて、弁体１０の位置が検出される（ステップＳ３０
２）。検出結果に基づいて、弁体１０の位置が閉止位置にあるか否かが判定される（ステ
ップＳ３０３）。判定結果がＹＥＳの場合には、流体制御弁の閉止が終了する（エンド）
。
【００７６】
　一方、判定結果がＮＯの場合には、パルスの周波数を低くして、アクチュエータ１６を
構成するパルスモータのトルクが向上するようにして、再度閉止パルスが出力され（ステ
ップＳ３０４）、弁体１０が駆動される。その後、ステップＳ３０２に戻って再び弁体１
０の位置が検出される。
【００７７】
　かかる構成によれば、流体制御弁をさらに確実に閉止することができる。
【００７８】
　第３実施形態の変形例にかかる流体制御弁の制御方法を、第２実施形態の流体制御弁の
制御方法と組み合わせて実行してもよい。
【００７９】
　上記説明から、当業者にとっては、本発明の多くの改良や他の実施形態が明らかである
。従って、上記説明は、例示としてのみ解釈されるべきであり、本発明を実行する最良の
態様を当業者に教示する目的で提供されたものである。本発明の精神を逸脱することなく
、その構造及び／又は機能の詳細を実質的に変更できる。
【産業上の利用可能性】
【００８０】
　本発明の流体制御弁は、従来にない方法で弁体の位置を検出可能な流体制御弁として有
用である。
【符号の説明】
【００８１】
　１０　弁体
　１１　穴
　１２　遮光部
　１３　穴
　１４　駆動軸
　１５　穴
　１６　アクチュエータ
　２０　流路
　２１　フォトインタラプタ
　２２　発光部
　２４　受光部
　５０　制御器
　１００　流体制御弁
　２００　流体制御弁
　３００　流体制御弁
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